MEMSH:fii& LN e ) O BB BRKENE - YIS S5

DAU THANH VAN

a3 lE. MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) $ifi& FHWVERF R LT O 3iRinZE
%&ﬁm%ﬁtLtﬁ%ﬁ&t/ﬁwmn%%kﬁi%%wtﬁ%o%uﬁ%/vfnxz 76

UREEREE > HICEB L. ThoDOF ket ZBMNE LI-RARAETH S, FARE YD
ﬁ&ﬁﬂm¢%%/uJ/@ﬂﬁﬁﬁ%tﬂmﬂﬁﬁugﬁmTBU\ﬁﬁb%ﬁﬂ?%kb—%
ICHEEENZEPRE PG EORRERZLHVEL LGV, ZOHIRBIVPERICLIBIRGTE
BRMHEOEORATHIMEZRRBRTESZELDE LTHHFTES, Y aAVHIBEREFOERNE
EFREHEBENEICHAREICE (ERELHFTES, ARRIEINSDRRZRIEERT
3fcoHDFET. BETOE A, M. TS5 aAVDOERRTFELICSCHARERXIRETES
TINA ABEEFTITIRET HLDTH %,

KERXIILUTDI0DDETEBREN TS,

BIETREZERY ) IVERZAVEEL D YOBROER EMRED T /I\1 AEEL M
ZER I B

BLETIIFEY v AR A—T ERENEE Y > T OEEREIC DOV TN S,
PIETII L T OFREFHIBERT 2RE1E, BERHE, BmERRICOVTHENS,

BABTIRRE I v A ORXRI—TOEERF L TNV I aL— aVIc &k B HaEFRICEL Tl
%, EERVTL>TRRT DERERZIEY . REIERT 200 F) AL 3R REE >
) AVEEMRFOREEZ L LTRET %, RAVLOSN TV SEBENEICIEASUFL EDKRE
EREFRATBTENTER,

BIETIIREMEE L Y OBERFAEZTDY I 2 L—2 3 VICKBHMEEFRICE L THEN
%, V) AVERFE—2—IcLY BERENRERESE. MEEICLSZDEODRBICLS )
OVBMEMERFDOREEL LTRET BT ENTES,

BOETIIMEMSHEifIcEDERMRBEINLEMET O AT OV TEHRITENS,

BIETREMELIEREY v/ ORI -TELUREMEEL VY ORE, 70X =7, FEHR
k. 771y FOREY. ARBISELGELVYDOURAEDREREREZRTI 5. FIET
ToERETFAES Y ERBIKITLENSUEU EORELRERZFS T LIcHmIILE,

BB TIRBLNDERS LUSNLEDR EZBME Lic, &Y 32 BMEREFOH L UVIEERET
IR L CRENE L DBRTHENS,

BIZTIRV ) AVOERFEEISCHAROAREZXFRFICHRHTERZLELFTHLVLT /N1 REE
DI L HEEFRAICTOWVWTIINS,

REICEIIETIRAMRDERESEDRAICOVTENS,



